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* PVD: Physical Vapor Deposition AR-QE ve MUHENDISLIK
* CVD: Chemical Vapor Deposition
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Cok Elementli Ince Filmler

Giines enerjisi fotovoltaik gozeleri (Photovoltaic cells:
PV), organik 151k sagan diyotlar (OLEDS), organik
FET’ler ve benzeri iiriinler her gecen giin daha fazla
uygulama alam1 bulmaktadir. Daha da &tesi, bu tiir
amaglar i¢in kullamilan ince filmler artik tek-elementli
(6rnegin Si) yarniletken malzemelerden ¢ok-elementli
yariiletken malzemelere dogru yonelmektedir.

CIGS (Cu, In, Ga ve Se) malzemeler bu uygulamalara
verilebilecek en 6nemli yari iletken ince film
orneklerden biridir. Bu tiir PV malzemeleri calismak
isteyen arastirmacilar, bu konulardaki ilk ¢alismalarinda,
archsik katmanlar tiretip ardindan 1si1l isleme tabi tutmak
suretiyle PV o6zellikleri olan ince filmler tiretmiglerdir.
Ancak optimizasyon ¢aligmalar sirasinda, ayni anda gok
clementli kaplama yapilmasimnin, siireci
hizlandirabilecegi, hizlanmis siire¢ sayesinde de ticari
olarak iriiniin daha diisiik maliyetlerde iiretebilecegi
yaygin bir sekilde tartisilmaya baslamustir.

VAKSIS bu konuda ¢alismak isteyen arastirmacilar igin
Ozel tasarlanmig tiriin sunmaya baglamis ve ilgili son
irintiniic de gegen yil miisterisine ulastirmustir.
Sundugumuz sistem, 4 adet efiizyon hiicresinden ve 1
adet magnetron sagtirma hiicresinden olusan bir
sistemdir. Bu sistemle, alttas izerine Mo ince katmani
atildiktan sonra, aym anda ve istenilen oranlarda Cu, In,
Ga ve Se metalleri biiyiitiilmektedir.

Dog. Dr. Baybars ORAL
SIRKET MUDURU
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Bilindigi gibi, aym1 anda biiyiitmek sadece alttas
tizerinde biiyiime hizlarim kontrol etmekle olmaz fakat
her eclementin hangi oranda alttasa ve iizerinde
biiytimekte oldugu katmana yapistigini bilmek ve
kontrol etmekle olur. Bunun ig¢in alttas sicaklik
optimizasyonu ve homojenligi ¢ok dnemlidir. Bir baska
onemli unsur da, film biiyiirken, kalnti gazlarin
(genellikle su buharidir) bityiiyen film iizerine ne kadar
siklikla carptigim ve dolayisiyla filmi olusturan
elementlerle hangi oranda reaksiyona girdigini kontrol
edebilmektir. VAKSIS sistemi, bu onemli ayrintiya
onem vermis ve proses dncesi ¢ok diisiik (<5x10- torr)
basinglara kadar diisebildigi i¢in su buharinin olumsuz
etkisini en diisiik seviyelere kadar diisiirebilmeyi
basarmustir.

Miisterilerimizin  Ar-Ge hizlarim  arttirmak  i¢in
VAKSIS miihendisleri bahsi gegen sisteme yiikleme
odasi (Load Lock Chamber) ve transfer mekanizmasi
da eklemisler ve bdylece ¢ap1 100 mm olan alttas: 15
dakikadan daha kisa bir siire iginde atmosfer
basmcindan  10® torr basing diizeyine tagimayi
basarmislardir.

Yazimi kiiciik fakat onemli bir not ile bitirmek
istiyorum. Bu 6nemli giinlerde (18 Mart, 23 Nisan ve
19 Mayis), bize emanet ettikleri Cumhuriyetimiz i¢in
schit olmaya tereddiit etmeyen tiim atalarimiza saygi ve
minnetlerimizi sunar, emanetlerinin emin ellerde
oldugunu tiim samimiyetimizle beyan ederiz.

Dog. Dr. Baybars ORAL
SIRKET MUDURU
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yeni ardn

MiDAS PVD-MT/4F1M

Sistemde;

a) sagtirma yontemi i¢in bir adet magnetron
ve bu magnetronu stiren bir RF ve bir DC gug
saglayicisi ve

b) termal buharlastirma igin doért adet,
sicakhk kontroliyle buharlastirma yapan
“eflizyon hicresi” tipinde, buharlastirma
kaynagi ve bu kaynaklari siren dort adet
dalgah akim (ac) gl¢ sadlayicisi
bulunmaktadir.

VAKSIS

VAKSIS

R5b AND CHOMECRING

Teknik ézellikler

Temel basing diizeyi <10 Torr
Sizdirmazlik orani < 10 Torr.l/s
Alttas tasiyici: 10 cmx10cm

Yikleme: Load Lock veya 6n kapidan
LN (Sivi Azot) Kapani: 1 adet
Turbomolekiler pompa: Min.1200 I/s
Mekanik Scroll Destek Pompasi: Min. 15m?3/saat
Magnetron Sagtirma Kaynagi: 1 adet

Metal Buharlastirma Vakum Firini (effusion cell): 4 adet
Gaz akis kontrolciisi: 3 adet

Kalinlik Olgiim Cihazi: 5 adet

Kontrol: Bilgisayar tizerinden tam otomasyon VA KS ]5®

AR-GE ve MUHENDISLIK
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2" |nternational Winterschool of Bioelectronics
(BioEL 2015)
Tirol, Avusturya (28 Subat, 7 Mart 2015)

hitp://www.jku.al/conferences/content/e216103

"BioEI2015 Uluslararasi Biyoelektronik Kis Okulu"
28 Subat - 7 Mart 2015 farihleri arasinda
Kirchberg, Tirol, Avusturya'da gerceklestiriimistir.

Vaksis, etkinligin ana sponsoru ve katilimcisi
olmustur.

2015 SVC TechCon Exhibit
Santa Clara, CA ABD (28-29 Nisan 2015)

htfp://www.svc.org/ConferencesExhibits/2015/2015-TechCon.cfm

SVC 2015 TechCon 28-29 Nisan 2015 tarihlerinde
Santa Clara, ABD'de gerceklestirilecektir.

Vaksis 1412 numarah standda ilgili kahlimcilarla

bulugacaktr. BMATECHCO N AP 25:30 2015

VAKSIS®

AR-GE ve MUHENDISLIK
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Ftellacakirimis...
B
SOLAR TR-3 _
Ankara, Turkiye (27-29 Nisan 2015) SO I a rT R-3
www.solarfr.org I

SOL@R TR-3 27-29 Nisan 2015 tarihleri arasinda
obn KU:J!TLIT ve Kongre  Merkezinde ‘Middle East Technieal Universicy, Ankara TURKEY
gerce kle§hrl|ecekh[_ Cultural and Convention Center. APRIL 27-29. 2015

Vaksis etkinlik alaninda 3 numaral standda ilgili
katilimeilar ile bulusacaktir.

E-MRS 2015 Bahar Toplantisi
(Europian Material Research Society)
Lille, Fransa (12-14 Mayis 2015)

L] .
Spring Meeting
hitp//www.emrs-strasbourg.comy/index.php?opfion=com 2 D 5
_content&fask=view&id=9é&ltemid=1626 ]

E-MRS 2015 Bahar Toplantisi 12-14 Mayis 2015
tarihleri arasinda Lille, Fransa'da
gerceklestirilecektir.

Vaksis etkinlikte fuar alaninda yer alacak, 61
numaral standda katlimeilar ile bulusacakiir.

VAKSIS®

AR-GE ve MUHENDISLIK
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